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超伝導量子コンピュータによく使われるアルミニウムという材料に関して、電子ビー
ム蒸着を用いていくつかの条件でアルミニウム膜を作製し、その表面状態を観察し
た。この観察に加え、種々の性能を調べることで、量子コンピュータに適した素材
であるかどうか、また成膜条件はどうかなどを検証するのが目的である。

実験
Experimental

EB蒸着したアルミニウム薄膜の表面観察を行った。表面の面粗さやグレインサイズ
を計測した。

結果と考察
Results and Discussion

電子ビーム蒸着を行ったアルミに産む薄膜の表面状態の観察を行い、表面粗さやグ
レインサイズといった情報を得ることができた。本研究はサンプルの条件を変えな
がらアルミ薄膜の表面を観察したものである。サンプルの蒸着条件等の差異により、
表面粗さやグレインのサイズが異なることを観察することができた。
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